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(§) Verfahren zur Messung der Lage eines Objekts 

{§) Bei einem Verfahren zur Messung der Lage eines Objekts, 
das von einer Videokamera aufgenommen una suf einem 
Bildschirnn dargestellt wird, wobei in die Darstellung auf 
dem Bildschirnn MeSHnien, deren Lage von einer Bedienper- 
son einsteflbar ist, eingeblendat werden und wobei die 
Koordinaten von Schnittpunkten der MeSIinien mit Kanten 
des Objekts als die Lage des Objekts bezeichnende GroBen 
ausgegeben werden, werden mehrere MeSlinien menuge- 
fuhrt eingesteKt und erforderlichenfalls eine oder mehrere 
davon bei Lageabweichung des Objekts um die Lageabwei- 
chung verschoben. Eine Ausfuhrungsform des Verfahrens 
dient zur Uberprufung der Positionierung eines Halbleiter- 
Baueiementes. 
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Messungder 
Lage eines Objekts, das von einer Videokamera aufge- 
nommen und auf einem Bildschirm dargestelit wird, wo- 
bei in die Darstellung auf dem Bildschirm MeBli'nien. 
deren Lage von einer Bedienperson einstellbar ist, ein- 
geblendet werden und wobei die Koordinaten von 
Schnittpunkten der MeOlinien mit Kanten des Objekts 
als die Lage des Objekts bezeichnende Groflen ausge- 
geben werden. 

Ein bekanntes Verfahren benutzt bereits MeBiinien, 
die elektronisch erzeugt und in die Darstellung des Ob- 
jekts auf dem Bildschirm eingeblendet werdea Die 
MeOlinien werden dabei einmalig fest vom Bediener 
eingegeben. Dieses bekannte Verfahren hat den Vorteil, 
daB die Schnittpunkte der MeGh'nien mit den Kanten 
des Objekts ohne allzu groBen Bildverarbeitungsauf- 
wand bestimmt werden konnen. AuBerdem konnen 
durch die Einstellung der MeBiinien Stellen der Objekt- 
kanten ausgewahlt werden, die fiir die Lage des Objekts 
typisch sind. Das Verfahren wird beispielsweise im Rah- 
men der Fertigung verschiedener Erzeugnisse ange- 
wandt, wobei die Lage der Werkstucke auf einer Trans- 
porteinrichtung vor Beginn eines Bearbeitungsschrittes 
genau bekannt sein muB. 

Das bekannte Verfahren hat jedoch den Nachteil, daB 
die einmal an einem Referenzobjekt festgelegten MeBii- 
nien bei Lageabweichungen der spater zu messenden 
Objekte haufig nicht mehr den Erfordernissen entspre- 
chen. Dieses kann bei einer translatorischen als auch bei 
, einer rotatorischen Lageabweichung der Objekte der 
Fail sein. 

In der DE 26 07 360.9-Al ist ein Verfahren zum auto- 
matischen Friifen von Masseteilen und VerschleiBteilen 
beschrieben, wonach ein Bildfeld einer Fernsehkamera, 
welches das zu untersuchende Objekt enthait, zeilenfor- 
mig abgetastet wird, bis das zu prufende Teil die Zeile 
mit einer vorgebbaren Lange schneidet und das an- 
schlieBend die Form des zu prufenden Teiles in einem 
Oder mehreren zu dieser Bezugszeile parallelen MeB- 
zeilen in vorgegebenem Abstand gepriift wird Das Ver- 
fahren erlaubt die Position des zu" untersuchenden Ge-' 
genstands senkrecht zur Abtastrichtung festzustellen 
und in vorgegebenem Abstand zur Posiiionierung Ab- 
weichungen von einer vorgegebenen Formbreite fest- 
zustellen. Translationen in den beiden anderen Richtun- 
gen und Rotationen des Korpers konnen damit nicht 
bestimmt werden. 

Die DE38 42 636.6-A1 betrifft ein Verfahren zum 
Oberprufen von Bauteilen, bei denen ihrer Lage nach 
definierte Bauteile, die entweder auf einem Transport- 
band oder in einer Verarbeitungsmaschine fbciert sind, 
mit einer Videokamera aufgenommen werden. Das auf- 
genommene Bild wird von einem Computer in entspre- 
chende Grauwerte transponiert und mit einem Refe- 
renzbild verglichen. Unterschiedliche Grauwerte in pro- 
duktrelevanten Teilen werden dann als Fehler angezeigt 
und zu einer entsprechenden Oberarbeitung der Bautei- 
le verwendet. Eine Lagemessung der jeweiligen Objek- 
te ist dabei nicht vorgesehen. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, bei einem 
Verfahren zur Messung der Lage eines Objekts mit Hil- 
fe von MeBiinien auch bei Lageabweichungen die Mes- 
sung an vorgegebenen Stellen des Objekts durchfuhren 
zu konnen. 

Diese Aufgabe wird fur iransiatorische Lageabwei- 
chungen gemaB einer ersten Ausfiihrungsform des er- 
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findungsgemaBen Verfahrens dadurch gelost, 

— daB nach der Aufnahme eines als Referenz die- 
nenden Objekts (Referenzobjekt) zwei senkrecht 
zueinderverlaufende MeBiinien eingegeben und die 
Koordinaten der Schnittpunkte mit dem Referenz- 
effekt berechnet werden, 

— daB nacheinander weitere gleichartig'e Objekte 
in eine Aufnahmeposition gebracht werden, 

— daB durch Ermittlung mindestens eines Schnitt- 
punktes von Kanten des jeweiligen Objekts mit 
derjenigen MeBlinie, in deren Richtung eine Lage- 
abv/eichung zu erwarten ist, welche die Bestim- 
mung der Schnittpunkte mit der anderen MeBlinie 
unzulassig beeinfluBt 

— daB aus dem ermittelten Schnittpunkt und dem 
mit dem Referenzobjekt an der gleichen MeBlinie 
ermittelten Schnittpunkt eine Lageabweichung be- 
rechnet wird und 

— daB die andere MeBlinie urn die Lageabwei- 
chung verschoben wird. 



Rotatorische Lageabweichungen werden bei einer 
zweiten Ausfuhrungsform der Erfindung dadurch 'be- 
25 rucksichtigt, 



- daB nach der Aufnahme eines als Referenz die- 
nenden Objekts (Referenzobjekt) drei MeBiinien 
iiber zwei Kanten des Objekts gelegt werden, wo- 
bei zwei MeBiinien parallel oder in einem spitzen 
Winkel zueinander verlaufen und mit einer dritten 
MeBlinie einen Winkel von vorzugsweise 90* bil- 
den, 

- daB die Koordinaten der Schnittpunkte berech- 
net werden, 

^ daB nacheinander weitere gleichartige Objekte 
in eine Aufnahmeposition gebracht werden, 

- daB Schnittpunkte der MeBiinien mit dem jewei- 
ligen Objekt ermittelt werden und 

- daB aus den ermittelten Schnittpunkten und den 
mit dem Referenzobjekt ermittelten Schnittpunk- 
ten die translatorische und rotatorische Lageab- 
weichung berechnet wird. 
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45 Bei dieser Ausfuhrungsform ist vorzugsweise vorge- 
sehen, daB mit Hilfe der Schnittpunkte der parallel ver- 
laufenden MeBiinien eine rotatorische Lageabweichung 
berechnet wird und daB die dritte MeBlinie um die be- 
rechnete rotatorische Lageabweichung gedreht wird. 
50 Beide Ausfuhrungsformen des erfindungsgemaBen 
Verfahrens konnen auch gemeinsam angewendet wer- 
den. Zu einer benutzerfreundlichen Bedienung ist daher 
gemaB einer Weiterbildung des erfindungsgemaBen 
Verfahrens in einem mit der Videokamera verbundenen 
55 Rechner in einem Menu "Lageerkennung" eine Auswahl 
zwischen translatorischer Lageerkennung und rotatori- 
scher Lageerkennung sowie translatorischer mit rotato- 
rischer Lageerkennung vorgesehen. 
Sofern jeweils zwei gegenuberiiegende Kanten des 
60 Objekts zu MeBzwecken geeignet sind, kann gemaB ei- 
ner anderen Weiterbildung die Genauigkeit der Lage- 
messung dadurch erhoht werden. daB die MeBiinien je- 
weils in ihrer Richtung das ganze Objekt uberdecken 
und daB als die Lage bezeichnende GroBen der Mittel- 
65 wert der Koordinaten mehrerer Kanten ausgegeben 
wird. . 

Bei dem erfindungsgemaBen Verfahren besteht eine 
rechnerisch einfache Ermittlung der Schnittpunkte dar- 
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in, daB die Bestimmung der Schniupunkte durch Abta- 
siung des durch die Videokamera erzeugten Bildsignals 
entlangder MeBlinie vorgenommen wird. Dabei ist vor- 
zugswcise vorgesehen, daB die Abtastrichtung wahlbar 
ist, 

Eine dritte Ausfuhrungsform des eriindungsgemaBen 

Verfahrens ist insbesondere zur Uberprufung der Lage 

eines auf eine Leiterplatte montienen Halbleiter-Bau* 

elementes geeignet und ist dadurch gekennzeichnet, daB 

das Objeki ein in Draufsichi a!s Rechteck abgebildetes 

Halbleiter-Baueiemeni mit mehreren Reihen von An- 

schlussen ist und daB die MeBlinien uber die an Seiten 

des Halbleiter-Bauelements befindlichen Anschliissen 

gelegt werden. 
Eine erste Ausgesraltung dieser Ausfuhrungsform be- 

stehi darin, daB Toleranzwerte fur eine translatorische 

und eine rotatorische Fehlpositionierung des Haiblei- 

ter-Bauelements sowie fiir Abstande der Anschlusse 

eingegeben werden, daB in einem Referenz-MeBlauf ein 

Bildverarbeitungssystem das Bild des Halbleiter-Bau- 
elements entlang der iMeBlinien abtastet und dabei die 

Lage der Schnittpunkie der Anschlusse mit den Meflli- 
- nien ermittelt und deren Koo'rdinaten abgespeichert 

werden, daB bei der Aufnahme weiterer Halbleiter-Bau- 

elemente das Bildverarbeitungssystem nach deren Auf- 25 

nahme die weiteren Halbleiter-Bauelemente entlang 

der MeBlinien abtastet, um die Position der Schnitt- 
punkie der Anschlusse mit den MeBlinien ermittelt, daB 

der Mittelwert aller Schnittpunkt-Positionen fur jede 

MeBlinie getrennt berechnet wird und daB aus den Mit- 30 

telwerten der Schnittpunkt-Positionen von mindestens 

zwei MeBlinien die Drehlage und die Translation des 

Halbleiter-Bauelementes berechnet und mit den Tole- 

ranzen verglichen wird, daB der minimale Abstand aller 

benachbarten AnschluB/Lotfelder-Kom'pinationen be- 
rechnet und mit einer voreingegebenenToleranz vergli- 
chen wird, und daB bei einer Oberschreitung einer der 
Toleranzen em Fehlersignal abgegeben wird. 

Eine zweite Ausgestaltung der dritten Ausfuhrungs- 
form besteht darin, daB das Verhaltnis zwischen hellen 
und dunklen Bildelementen entlang den MeBlinien er- 
mittelt und mit dem entsprechenden Wert eines richtig 
positionierten Halbleiter-Bauelements verglichen wird 
und daB bei Abweichungen, die eine Toleranz iiber- 
schreiten, ein Fehlersignal abgegeben wird. 45 

Durch die in weiteren Unteranspriichen aufgefiihrten 
MaBnahmen sind weitere vorteilhafte Weiterbildungen 
und Verbesserungen der Erfindung moglich. 

Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung sind in der 
Zeichnung anhand mehrerer Figuren dargestellt und in 50 
der nachfolgenden Beschreibung naher eriauterL Es zei- 
gen: 

Fig. 1 bis Fig. 10 verschiedene Bildschirmdarstellun- 
gen zur Eriauterung von Ausfiihrungsformen des erfin- 
dungsgemaBen Verfahrens und 

Fig. 1 1 eine Anordnung zur Durchfiihrung des erfin- 
dungsgemaBen Verfahrens. 

Die in Fig. 1 1 dargestellte Anordnung zur Durchfuh- 
rung des, erfindungsgemaBen Verfahrens umfaBt eine 
Videokamera 1, einen Bildverarbeitungsrechner 2 und 
eine'n Monitor 3 rait einem Biidschirm 4. Mit Hilfe einer 
lediglich schematisch angeordneten Transporteinrich- 
tung 5 werden Objekte 6, beispielsweise Stanzteile, in 

eine Aufnahme-Position gebracht. Der Bildverarbei- _ ^ 

lungsi^echner kann mit Hilfe einer Tastatur 7 und einem 55 dem Objekt 1 1' eine weitere Kbofdinaie def Lage des 
weiteren Eingabegerat 8. beispielsweise einer Maus, be- Objekts IT ergibt. 

dient werden. An einem Ausga.ng 9 sind die vom Bild- Bei dem Beispiei nach Fig. 2 soil ein Objekt vermes- 
verarbeitungsrechner 2 erstellten Dacen zur weiteren sen werden, das nur in Y-Richtung durch gerade Kanten 
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Verwendung abnehmbar. 

Bei dem Ausfuhrungsbeispiel gemaB Fig. 1 soil die 
genaue Lage eines Objekts ermittelt werden, das die 
Form eines langgestreckten Rechtecks aufweist Dazu 
5 wird zunachst ein Referenzobjeki 11 in die Aufnahme- 
Position gebracht. Eine MeBlinie 12 verlauft in Y-Rich- 
tung und kann vom Bediener mit Hilfe der Maus 8 
(Fig. H ) in X-Richtung bewegt werden, was ^urch einen 
Doppelpfeii angedeutet ist Zur Bestimmung der Lage in 
10 X-Richtung dient eine MeBlinie 13, die vom Bediener in 
Y-Richtung verstellbar ist Beide MeBlinien 12, 13 wer- 
den zur Messung der Lage des Objekts 11 in die Mitte 
einer jeweils die MeBlinien schneidenden Kante einge- 
siellt 

Der Bildverarbeitungsrechner tasiet das aufgenom- 
mene Bild entlang den MeBlinien ab. Voraussetzungsge- 
maB weist das Objekt 11 gegeniiber dem Hintergrund 
14 einen Kontrast auf, so daB beim Abtasten der Kanten 
des Objekts jeweils ein Signalsprung enisteht, dessen 
Koordinate die Lage des Objekts 1 1 beschreibt GemaB 
einer Weiierbildun'j der Erfindung ist vorgesehen, daB 
die Abtastrichtung wahlbar ist Das Bild kann also bei- 
spielsweise entlang der MeBlinie 13, von links begin- 
nend nach rechts oder umgekehrt, abgetastet werden. 
•Dadurch kann ohne groBen Bilderkennungsaufwand si- 
chergestellt werden, daB jeweils die richtige Kante zur 
Messung der Lage dient Denn es ist durchaus moglich, 
daB sich im Verlauf einer MeBlinie mehrere Kanten des 
Objekts 11 oder andere Objekte befinden, deren Lage 
nicht gemessen werden soil. 

Die Messung der Lage ist ferner moglich durch die 
Messung zweier gegeniiberliegender Kanten und die 
Mittelung der Koordinaten dieser Kanten. 

Nachdem gemaB Fig. 1 die MeBlinien 12, 13 festge- 
leg! sind und die Lage des Referenzobjekts 1 1 gemessen 
wurde, werden nacheinander Objekte I T in die Aufnah- 
me-Position gebracht, deren Lage auiomaiisch gemes- 
sen werden soli. Dabei sind gegenuber dem Referenzob- 
jekt 11 verschiedene Abweichungen moglich, beispiels- 
weise eine translatorische Lageabweichung jeweils in 
X-Richrung und/oder in Y-Richtung und/oder eine rota- 
torische Lageabweichung. Im Falle von Fig. 1 wird da- 
von ausgegangen, daB eine rotatorische Lageabwei- 
chung nicht relevant ist, und daB eine Lageabweichung 
in Y-Richtung so groB ist, daB eine Messung der Lage in 
X-Richtung mit Hilfe der MeBlinie 13 nicht gewahrlei- 
stet ist Die mogliche Lageabweichung in X-Richtung ist 
so klein, daB eine Beeinflussung der Messung mit Hilfe 
der MeBlinie 12 vernachlassigbar ist 

Diese Unterschiede konnen durch Eigenschaften der 
Transporteinrichtung 5 (Fig. 11) oder andsrer das Ob- 
jekt ir zuvor transportierenden Einrichtungen bedingt 
sein. Die Unterschiede konnen jedoch auch durch die 
Form des Objekts 11,11' verursacht sein — wenn nam- 
lich eine der MeBlinien die jeweilige Kante nur in einem 
kleinen vorbestimmten Langenbereich schneiden darf. 
Dieses ist bei dem in Fig. 1 dargestellten Beispiei bei der 
MeBlinie 13 der Fall. 

Zur Messung der Lage des Objekts 11' wird daher bei 
unveranderter MeBlinie 12 der Schniupunkt 15' des Ob- 
jekts ir durch Abtasten entlang der MeBlinie 12 ermit- 
telt Entsprechend der Lageabweichung gegenuber dem 
Schnittpunkt 15 wird durch Verschiebung der MeBlinie 
13 eine MeBlinie 13' erzeugt, deren Schnittpunkt 16' mit 
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begrenzt ist. Wie in Fig. 1 isi dabei das Referenzobjeki 
21 durchgezogen dargestelit, wahrend das jeweils zu 
messende Objekt 21' gestrichelt ist Die MeBlinien 22 
und 23 werden. wie im Zusammenhang mit Fig. 1 eriau- 
tert, vom Bediener eingestellt. Durch eine Lageabwei- 
chung des Objekts 21' gegenQber dem Referenzobjeki 
21 in Y-Richtung wiirde bei der Abtasiung entlang der 
MeBlinie 23 ein Fehler 6 in X-Richtung entstehen. 
Durch eine Verschiebung der MeBlinie 23 zur MeBlinie 
23' wird die Lage des Objekts 21' in X-Richtung jedoch 
richtiggemessen. 

Wahrend bei den im Zusammenhang mit den Fig, 1 
und 2 eriauterten Beispielen die MeBIinien parallel zu 
den durch die Abtastung vorgegebenen Koordinaten X 
und Y verlaufen, kann es bei nicht parallel zu den Koor- 
dinaten veriaufenden Objekt-Kanten vorteilhaft sein, 
die MeBIinien orthogonal zu den Kanten des Objekts zu 
legen, um stets den siarksten Gradienten der Kante zu 
erhaiten. Ein Beispiel dafur ist in Fig. 3 mit einem tra- 
pezformigen Objekt 25 und zwei MeBIinien 27. 28 dar- 
gestelit. 

Zur Erhohung der Genauigkeit konnen L.istelle einer 
MeBlinie, der HauptmeBlinie, mehrere parallelverlau- 
fende HilfsmeBIinien gelegi werden. Die sich dadurch 
ergebenden Schnittpunkte werden gemittelt. Zur Er- 
zeugung dieser HilfsmeBIinien wird eine Option "Hilfs- 
meBIinien" im Programm des Bildverarbeitungsrech- 
ners 2 angewahlt und der Abstand der HilfsmeBIinien zu 
der jeweiligen HauptmeBlinie festgelegt. Ein Beispiel 
dafiirzeigt Fig. 4 mit einem Objekt 31, den HauptmeBIi- 
nien 32, 33 und jeweils zwei dazu parallel veriaufenden 
HilfsmeBIinien 34, 35 und 36, 37. 

Anstelle weniger MeBIinien kann jeweils auch eine 
MeBlinienschar erzeugt werden. welche auf dem Bild- 
schirm jeweils als Rechteck 42, 43 (Fig. 5) in Erschei- 
nung tritt, welche sich mit dem zu messenden Objekt 41 
uberschneideL Die Breite der Hilfslinienschar kann 
ebenfaiis mit Hilfe des Menus eingestellt werden. 

Wie bereits erwahnt, ist die Abtastung von MeBIinien 
zur Bestimmung der Lage des Objektsln relativ einfa- 
cher Weise ohne spezielle Biidverarbeitungsschaltun- 
gen moglich. Es ist jedoch im Rahmen der Erfindung 
nicht ausgeschlossen, spezielle Bildverarbeitungsschal- 
tungen zur Unterstiitzung der Abtastung der Kanten 
innerhalb eines definierten rechtec.kigen Bereichs 42,43 
in Form einer Echtzeit-Kantendetektion durchzufiihren. 
Die Schaliungen zur Detektion von Kanten in Zeilen- 
richtung und Spaltenrichtung sind an sich bekannt und 
bediirfen keiner weiteren Erlauterung. 

Fig. 6 zeigt ein Beispiel. bei welchem MeBIinien 47, 48 
beidseitig uber ein Objekt 46 hinausragen. Wird dann Im 
Menu die Betriebsart "Durchmesser" gewahit, werden 
die Schnittpunkte der beiden auBeren Kanten mit den 
MeBIinien bestimmt und deren Koordinaten gemittelt, 
um zu genaueren Lagedaten zu gelangen. Hiermit ist 
beispielsweise eine effiziente Methode des Durchmes- 
sers eines Kreises moglich. 

Kann eine Verdrehung der Objekte gegenQber ihrer 
Soilage vorliegen, so werden bei dem erfindungsgema- 
Ben Verfahren mindestens drei MeBIinien verwendet. 
Von diesen sind zwei in einem spitzen Winkel oder par- 
allel ausgerichtet und die dritte vorzugsweise in einem 
Winkel von etwa 90* zu den parallel ausgerichteten 
geneigt. Ein Beispiel dafur ist in Fig. 7 dargestelit, wobei 
ein rechteckfqrmiges Referenzobjekt 51 und drei MeB- 
Iinien 52, 53, 54 vorgesehen sind. Die MeBIinien 52, 53 
bilden mit dem Referenzobjekt 51 Schnittpunkte 55, 56. 
Tritt spater ein verdrehtes Objekt 51' auf, so wird die 



Verdrehung anhand der Lageabweichung der Schnitt- 
punkte 55' und 56' gegenuber den Schnitipunkten 55 
und 56 erkannt. Entsprechend dem dann ermittelten 
Drehwinkei wird als dritte MeBlinie eine gegenuber der 
5 MeBlinie 54 verdrehte MeBlinie 54' erzeugt. 

Per Menufuhrung kann vorgegeben werden, welche 
der drei MeBIinien zuerst (ohne Nachfuhrung) und wel- 
che als zweite (mit oder ohne Nachfuhrung) "Sbgetastet 
wird und ob die verbleibende dritte MeBlinie mit oder 
10 ohne Nachfuhrung abgetastet wird 

Fig. 8 zeigt ein weiteres Beispiel mit einem unregel- 
maBig geformten Objekt 61, dessen Rander von drei 
MeBIinien 62, 63, 64 geschnitten werden. Dabei soli der 
Schnittpunkt mit der MeBlinie 64 unabhangig von der 
15 jeweiligen horizontalen Lage des Objekts am hochsten 
Punkt des rechten Teils des Objekts gemessen werden. 
Dazu wird mit Hilfe der MeBlinie 63 die horizontale 
Lageabweichung eines zu messenden Objekts 61 gegen- 
uber dem Referenzobjekt 61 gemessen und die MeBlinie 
20 64 entsprechend verschoben, wodurch die MeBlinie 64' 
entsteht. 

Anhand der Fig. 9 und 10 wird im foigenden die An- 
wendung des erfindungsgemaBen Verfahrens zur auto- 
matischen Sichtprufung von bestQckten Leiterplatten 
25 am Beispiel einer Lageprufung eines integrierten 
Schaltkreises erlautert Der integrierte Schaltkreis 71 
weist ein rechteckiges Gehause 72 und zwei Reihen von 
jeweils vier Anschlussen 73 auf, die bei der Montage des 
integrierten Schaltkreises auf Lotfelder 74 aufgelotet 
30 werden. Dabei sind die Lotfelder 74 etwas breiter als die 
Anschlusse 73. Die Anschlusse 73 und die Lotfelder 74 
sind metallisch glanzend — in der Lotaufnahme also hell 
--- und daher nicht voneinander zu unterscheiden. Ein. 
signifikanter Kontrast ist jedoch zwischen den An- 
33 schiiissen 73 und den Lotfeldern 74 einerseits und der 
Leiterplatte andererseits gegeben. Zur Prufung der La- 
ge des integrierten Schalt.kreises werden zwei MeBIi- 
nien 75, 76 liber jeweils eine Reihe von Anschlussen 7^ 
bzw. Lotfeldern 74 gelegt. Bei der Abtastung jeweils 
40 einer der MeBIinien werden entlang der MeBlinie ab- 
wechselnd helle und dunkle Bildelemente festgestellt. 
Das Verhaitriis zwischen hell und dunkel ist bei dem in 
der richtigen Lage befindlichen Schaltkreis 71 durch die . 
Breite der Lotfelder 74 und deren Zwischenraume be- 
45 stimmt. 

Befinden sich jedoch die Anschlusse 73' (Fig. 10) 
durch einen Versatz in Richtung der MeBIinien oder 
durch eine Verdrehung des integrierten Schaltkreises 71 
nicht mehr vollstandig auf den Lotfeldern 74, werden 
50 weniger dunkle und dafur umso mehr helle Bildelemen- 
te entlang der MeBIinien 75, 76 festgestellt. Der Bildver- 
arbeitungsrechner 2 (Fig. 11) gibt dann eine entspre- 
chende Fehlermeldung aus. 
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Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Messung der Lage eines Objekts, 
das von einer Videokamera aufgenommen und auf 
einem Bildschirm dargestelit wird, wobei in die 
Darstellung auf dem Bildschirm MeBIinien. deren 
Lage von einer Bedienperson einstellbar ist, einge- 
blendet werden und wobei die Koordinaten von 
Schniitpunkten der MeBIinien mit Kanten des Ob- 
jekts als die Lage des Objekts bezeichnende Gro- 
Ben ausgegeben werden, dadurch gekennzeichnet, 
— daB nach der Aufnahme eines als Referenz 
dienenden Objekts (Referenzobjekt) zwei 
senkrecht zueinander verlaufende MeBIinien 
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cingegeben und die Koordinaien der Schnitt- 
punkte mit dem Referenzobjekt berechnet 
werden 

— daB nacheinander weitere gleichartige Ob- 
jekte in eine Aufnahmeposition gebracht wer- 5 
den, 

— daB durch Ermittiung mindest^ns eines 

Schnitipunktes von Kanten des jeweiligen Ob- 
jekts mit derjenigen MeBIinie, in deren Rich- 
lung eine Lageabweichung zu erwarten ist, 10 
weiche die Bestimmung der Schnittpunkte mit 
der anderen MeBIinie unzulassig beeinfluBt, 

— daB aus dem ermitteiten -Schnittpunkt und 
dem mit dem Referenzobjekt an der gleiclien 
MeBIinie ermiiteiten Schniitpunkt eine Lage- 15 
abweichung berechnet wird und 

— daB die andere MeBIinie urn die Lageabwei- 
chung verschoben wird. 

2. Verfahren zur Messung der Lage eines Objekts, 
das von einer Videokamera aufgenommen und auf 20 
'iinem Bildschirm dargestelit wird, wobei in die 
Darstellung auf dem Bildschirm MeBIinien. deren_ . 
Lage von einer Bedie'nperson einstellbar ist, einge- 
blendet werden und wobei die Koordinaten von 
Schnitipunkten der MeBlinien mit Kanten des Ob- 25 
jekts als die Lage des Objekts bezeichnende Gro- 
Ben ausgegeben werden, dadurch gekennzeichnet, 

— daB nach der Aufnahme eines als Referenz 
dienenden Objekts (Referenzobjekt) drei 
MeBlinien uber zwei Kanten des Objekts ge- 30 
legt werden, wobei zwei MeBlinien parallel 
oder in einem spiizen Winkel zueinander ver- 
laufen und mit einer dritten MeBIinie einen 
Winkel von vorzugsweise 90'' bilcen, 

— daB die Koordinaten der Schnittpunkte be- 35 
rechnet werden, 

— daB nacheinander weitere gleichartige Ob- 
jekte in eine Aufnahmeposition gebracht wer- 
den, 

— daB Schnittpunkte der MeBlinien mit dem 40 
jev/eiligen Objekt ermitteit werden und 

— daB aus cen ermittelten Schniitpunkten und 
den hiit dem Referenzobjekt ermittelten 
Schnittpunkten die translatorische und rotato- 
rische Lageabweichung berechnet wird. 45 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB mil Hilfe der Schnittpunkte der paral- 
lel verlaufenden MeBlinien eine rotaiorische Lage- 
abweichung berechnet wird und daB die dritte 
MeBIinie um die berechnete rotatorische Lageab- 50 
weicHung gedreht wird 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB in einem mit 
der Videokamera verbundenen Rechner in einem 
Menu "Lageerkennung" eine Auswahl zwischen 55 
translatorischer Lageerkennung und rotatorischer 
Lageerkennung sowie translatorischer mit rotato- 
rischer Lageerkennung vorgesehen ist. 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die MeBIi- 50 
nien jeweils in ihrer Richtung das ganze Objekt 
uberdecken und daB als die Lage bezeichnende 
GroBen der Mitteiwert der Koordinaten mehrerer 
Kanten ausgegeben wird. 

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 65 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Bestim- 
mung der Schnittpunkte durch Abtastung des 
durch die Videokamera erzeugten Bildsignais ent- 
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langder MeBIinie vorgenommen wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Abtastrichtung wahlbar ist. 

8. Verfahren zur Messung der Lage eines Objekts, 
das von einer Videokamera aufgenommen und auf 
einem Bildschirm dargestelit wird. wobei in die 
Darstellung auf dem Bildschirm MeBlinien. deren 
Lage von einer Bedienperson einstellbaFist". einge- 
blendet werden und wobei die Koordinaten von 
Schnittpunkten der MeBlinien mit Kanten des Ob- 
jekts als die Lage des Objekts bezeichnende Gro- 
Ben ausgegeben werden, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Objekt ein in Draufsicht als Rechteck abge- 
bildetes Halbleiter-Bauelement mit mehreren Rei- 
hen von Anschlussen ist und daB die MeBlinien 
uber die an Seiten des Halbleiter-Bauelements be- 
findlichen Anschlussen gelegt werden. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB Toleranzwerte fiir eine translatori- 
sche und eine rotatorische Fehlpositionierung des 
Halbleiter-Bauelements sowie fiir Abstande der 
Anschlusse eingegeben werden, daB in einem Refe- 
renz-MeBlauf ein Bildverarbeitungssystem das Bild 
des Halbleiter-Bauelements entlang der MeBlinien 
abtastet und dabei die Lage der Schnittpunkte der 
Anschlusse mit den MeBlinien ermitteit und deren 
.Koordinaten abgespeichert werden, daB bei der 
Aufnahme weiterer Halbleiter-Bauelemente das 
Bildverarbeitungssystem nach deren Aufnahme die 
weiteren Halbleiter-Bauelemente entlang der 
MeBlinien abtastet, um die Position der Schnitt- 
punkte der Anschlusse mit den MeBlinien ermitteit, 
daB der Mitteiwert aller Schnittpunkt-Positionen 
fiir jede MeBIinie getrennt berechnet wird und daB 
aus den Mittelwerten der Schnittpunkt-Positionen 
von mindestens zwei MeBlinien die Drehlage und 
die Translation des Halbleiter-Bauelementes be- 
rechnet und mit den Toleranzen verglichen wird, 
daB der minimale Abstand aller benachbarten An- 
schluB/Lotfeider-Kombinationen berechnet und 
mit einer voreingegebenen Toleranz verglichen 
wird, und daB. bei einer Obersciireitung einer der 
Toleranzen ein Fehlersignal abgegeben wird. 

10, Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Vei-haltnis zwischen hellen und 
dunkien Bildelementen entlang den MeBlinien er- 
mitteit und mit dem entsprechenden Wert eines 
richtig positionierten Halbleiter-Bauelements ver- 
glichen wird und daB bei Abweichungen, die eine 
Toleranz uberschreiten, ein Fehlersignal abgege- 
ben wird. 

! 1. Verfahren nach einem der Anspruche 9 oder 10, 
dadurch gekennzeichnet, daB jeweils zwei gegen- 
uberiiegende MeBlinien gemeinsam einstellbar 
sind, deren Orientierung in zwei Varianten (senk- 
recht/waagerecht) voreingestellt wird, und deren 
Lage, Abstand und Lange im Bildfeld gemeinsam so 
verandert werden, daB sie auf die zwei AnschluB/ 
Lotfeld-Reihen des Halbleiter-Bauelements zu lie- 
gen kommen. 

12. Verfahren nach einem der Anspruche 9 oder 10, 
dadurch gekennzeichnet, daB jeweils vier MeBli- 
nien gemeinsam per Meniifuhrung in Form eines 
Quadrats erzeugt werden, dessen GroBe und Lage 
per Meniifiihrung so veranderbar sind, daB sie uber 
die AnschluB/Loifeld-Positionen zu liegen kom- 
men. 
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